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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【公開番号】特開2014-194526(P2014-194526A)
【公開日】平成26年10月9日(2014.10.9)
【年通号数】公開・登録公報2014-056
【出願番号】特願2014-5234(P2014-5234)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  23/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｂ   9/02     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ  26/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   23/00     　　　　
   Ｇ０１Ｂ    9/02     　　　　
   Ｇ０２Ｂ   26/06     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月10日(2017.1.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光路差でのファイバ安定化のための方法であって、
　レーザ（１０５）によって光ビームを放射することと、
　ビームスプリッタ（１２０）によって、前記光ビームを第１の光ビームと第２の光ビー
ムに分割することと、
　調整可能な光学望遠鏡（１４５）の変換ステージ（１４０）での第１のミラー（１５０
）によって、前記第１の光ビームを反射することと、
　第１のダイクロイックビームスプリッタ（１５５）によって、第１の循環するビームを
、前記第１の光ビームと調整可能な光学望遠鏡のビームとに分割することと、
　基準光学望遠鏡（１７５）に関連する第２のミラー（１８０）によって、前記第２の光
ビームを反射することと、
　第２のダイクロイックビームスプリッタ（１８５）によって、第２の循環するビームを
、前記第２の光ビームと基準光学望遠鏡のビームとに分割することと、
　前記第１の光ビームおよび前記第２の光ビームを干渉計（１９０）に入力することと、
　一体となって正弦波信号を形成する同相信号および直交信号を前記干渉計（１９０）か
ら出力することと、
　高周波信号および低周波信号を生成するために、少なくとも１つのプロセッサ（１４２
）によって前記正弦波信号をフィルタリングすることと、
　ステージ制御装置（１７２）を用いて、前記低周波信号を使用することによって前記変
換ステージを制御することと、
　ファイバストレッチャ制御装置を用いて、前記高周波信号を使用することによってファ
イバストレッチャ（１３５）を制御することと
を含む、方法。
【請求項２】
　両眼画像を生成するために、前記調整可能な光学望遠鏡のビームおよび前記基準光学望
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遠鏡のビームを、望遠鏡受光干渉計に入力することをさらに含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　第１の増幅器（１１７）を用いて前記同相信号を増幅することと、第２の増幅器（１２
２）を用いて前記直交信号を増幅することとをさらに含む、請求項１または２に記載の方
法。
【請求項４】
　フィルタバッファカード（１２７）を用いて、少なくとも１つの所定の周波数帯に収ま
るよう、前記同相信号および前記直交信号を事前フィルタリングすることをさらに含む、
請求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ファイバストレッチャ制御装置がファイバストレッチャ電源（１９７）である、請
求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　高周波信号および低周波信号を形成するための前記正弦波信号の前記フィルタリングが
、前記正弦波信号を積分することによって実行される、請求項１から５のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項７】
　光路差でのファイバ安定化のためのシステムであって、
　光ビームを放射するためのレーザ（１０５）と、
　前記光ビームを第１の光ビームと第２の光ビームに分割するためのビームスプリッタ（
１２０）と、
　前記第１の光ビームを反射するための、調整可能な光学望遠鏡（１４５）の変換ステー
ジ（１４０）での第１のミラー（１５０）と、
　第１の循環するビームを、前記第１の光ビームと調整可能な光学望遠鏡のビームとに分
割するための第１のダイクロイックビームスプリッタ（１５５）と、
　前記第２の光ビームを反射するための、基準光学望遠鏡（１７５）に関連する第２のミ
ラー（１８０）と、
　第２の循環するビームを、前記第２の光ビームと基準光学望遠鏡のビームとに分割する
ための第２のダイクロイックビームスプリッタ（１８５）と、
　前記第１の光ビームおよび前記第２の光ビームを受光し、一体となって正弦波信号を形
成する同相信号および直交信号を出力するための干渉計（１９０）と、
　高周波信号および低周波信号を生成するために前記正弦波信号をフィルタリングするた
めの、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記低周波信号を使用することによって前記変換ステージを制御するためのステージ制
御装置と、
　前記高周波信号を使用することによってファイバストレッチャを制御するためのファイ
バストレッチャ制御装置と
を備える、システム。
【請求項８】
　前記調整可能な光学望遠鏡のビームおよび前記基準光学望遠鏡のビームを受光し、両眼
画像を生成するための、望遠鏡受光干渉計をさらに備える、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記同相信号を増幅するための第１の増幅器と、
　前記直交信号を増幅するための第２の増幅器と
をさらに備える、請求項７または８に記載のシステム。
【請求項１０】
　少なくとも１つの所定の周波数帯に収まるよう、前記同相信号および前記直交信号を事
前フィルタリングするためのフィルタバッファカードをさらに備える、請求項７から９の
いずれか一項に記載のシステム。
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【請求項１１】
　前記ファイバストレッチャ制御装置がファイバストレッチャ電源である、請求項７から
１０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記正弦波信号をフィルタリングして高周波信号と低周波信号を形成するために、前記
少なくとも１つのプロセッサが前記正弦波信号を積分する、請求項７から１１のいずれか
一項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ステージ制御装置が圧電制御装置である、請求項７から１２のいずれか一項に記載
のシステム。
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